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Wynalazek dotyczy nowej konstrukcji oftalmo-
metru, w ktérym wyeliminowano drogi i trudny
w regulacji uklad zdwajajacy, stosowany dotad we
wiszelkich znanych typach oftalmometréw.

Oftalmometr jest optycznym przyrzadem po-
miarowym do okre§lania promienia powierzchni
kulistych, stosowany gléwnie do pomiaru powierz-
chni kulistych oka, a szczegélnie przednicj powierz-
ni rogéwki. Przyrzad ten wumozliwia okreslenie
promienia powierzchni kulistej w kazdym dowol-
nie wybranym przekroju. Pozwala to wyliczyé sze-
reg wielkosci pochodnych jak na przyklad moc
optyczng danej powierzchni, a przez pomiar pro-
mienia w réinych przekrojach okresli¢ astygma-
tyzm z podaniem polozenia katowego przekrojow
gléwmych.

Zasada pomiaru dokonywanego oftalmometrem
jest okreslenie wielkiosci obrazu utworzonego przez
badang powierzchnig (traktowang jako lustro)
przedmnotu 0 znanym wymiarze. Znajgc wielkosé
przedrmwtu i w1elkosc jego obrazu mozna stosujac
znamne zalezmoS$ci optyki geometrycznej obliczyé
ogniskowa powierzehni, jej promieri i inne wiel-
knoém

. W z-na:nych oftalmometrach wielko$é przedmiotu
wyznaczaja dwa odlegle od siebie. znaki $§wietlne,
l@p:!e_szczone na przyrzaldme najeczesciej o ksztalcie
: yoh schodlk()w Javalla lub pojedyriczego
i éJnego krzyza Przednia powierzchnia na

zyklad rogbwli, ktérei promien krzywiznv ma
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by¢ mierzony, tworzy obrazy tych znakéw, ktérych
wielkosé i wzajemna odlegio$é jest zalezna liniowe
od promienia rogé6wki. Promienie odbite od ro-
gowki po przejSciu przez odpowiedni obiektyw
wchodzg do ukladu zdwajajgcego, ktéry w zalez-
noéci od konstrukeji oftalmometru stanowig plytki
ptasko-réwnolegle ustawione pod katem do kie-

" runku biegu promieni, lub tez odpowiedni uktad

pryzmatow.

Uklady te pozwalajg na cigglg zmiane kata od-
chylenia promieni. Po przejSciu przez uklad zdwa-
jajacy promienie przechodzg przez lunete lub inny
znany uklad optyczny i wpadajg do oka obserwa-
tora. Przez odpowiednie nastawianie ukladu zdwa-
jajacego lub regulowanie odleglo§ci znakow Swiet-
Inych mozna doprowadzi¢ do pokrycia albo zetknie-
cia dwéch z posréd czterech widocznych w okula-
rze obrazéw znakéw Swietlnych, a na odpowied-
nich podgzialkach odczyta¢ promien krzywizny po-
wierzchni mierzonej.

Jedng z zasadniczych niedogodnoéci znanych
dotad konstrukecji byla konieczno§é stosowamnia
skemplikowanych i drdgich ukladow dewajaja‘cych.
Dalszg wadg bylo to, ze w przypadku stosowania
w oftalmometrach znakéw S$wietlnych w postaci
schodk6éw systemu Javalla pomiar byt prze'w'azme
obarczony btedem. Blad z jakim Jest dokonywarny
pomiar, spowodowany jest zmle'nna w1e11koéc1a
obrazu schodkow zale-zna od _ powigkszenia po-
wierzchni mierzonei. Tvlko dla §redniei wielkogci
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promienia powierzchni przyjetej przez konstrukto-
ra jeden schodek odpowiada na przyklad doklad-
nie jednej dioptrii.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wyzej:

cpisanych niedogodnosci.

Cel ten wedlug wynalazku osiggnieto dzieki te-
mu, ze jako element, stluzgcy do okre’lenia wiel-
kosci wytwiorzonego przez mierzong powierzchmie
obrazu przedmiotu o znanej wielkosci zastosowa-
no uklad o zmiennej ogniskowej, rzutujacy obraz
przedmiotu na: ptytke przezroczystg lub ekran z od-
cinkiem pomiarowym lub dowolng skalg albo po-
wierzchnia pomiarows, shluzgcg do nastawiania
obrazu rzutowanego przedmiotu na okreslong, naj-
lepiej stalg wielko§é.

Poniewaz wielko§é obrazu przedmiotu zalezy od
promienia krzywizmy powierzchni mierzonej, moz-
na wiec przez regulowanie ogniskowej rzutujgcego
go ukladu o zmiennej ogniskowej uzyskaé zawsze
taki stan, zeby iloczyn wielko§ci ogniskowej ukla-

du o zmiennej ogniskowej i promienia krzywizny
rowones piyierzONEj byl warto$cig stalg, czyli by

. x i ;
W oalow

f.r = const

Woéwczas moin;é z nastawienia ogniskowej ukla-
vomhein¥ g-emiennej ogniskowej odczytaé wielko§é pro-

Y " mieflia krzywizy powierzchni mierzonej.

Przyklad wykonawiczy oftalmometru wedlug wy-
nalazku uwidoczniono na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schematycznie uklad optyczny oftal-
mometru, fig. 2 pole widziane w okularze przez
osobe wykonujgcg pomiar. fig. 3 znak rzubowany
na powierzchnie mierzong, fig. 4 pole widziane
w:okularze przy innej odmianie wykonawczej of-
talmometru, a fig. 5 — znak rzutowany na po-
wierzchnie mierzona.

Do rzutowania znakéw stuzg dwa kolimatory
ustawione symetrycznie wzgledem osi przyrzadu.
Osie kolimatoréw tworzg kat «, ktérego mwierz-
chotek znajduje sie na osi mikroskopu. Kaz-
dy kolimator sklada sie z obiektywu 1 plytki
ogniskowej 2 przestony 3, filtra 4 i zaréwki 5. Na
ptytce ogniskowej jest naniesiony znak 6, 7 na
przyklad jak ma fig. 2, 3, 4 i 5, okresSlajacy
krance przedmiotu. Jest on tak ustawiony, by jed-
no jego ramie 8 skierowane bylto prostopadle dvo osi
przyrzadu.

Rogowlka 9 w swej plaszczyzZnie ogmwelk'owej two-
rzy obraz znaké4w rzutowanych przez kolimatory.
Odleglo§¢é obrazéw znakéw utworzonych przez ro-
gowke wynika z nastepujgcej zaleznosci

a
d—rhgT (0§

gdzie 4 oznacza odlefto§é obrazéw znakéw, r —
promien rogéwki, a — kgt miedzy osiami kolima-
toré6w. Cze§é promieni odbita od rogéwki wpada do
obiektywu mikroskopu, ktorego zadaniem jest
utworzenie obrazu znakéw ma plytce ogniskowej
okularu. Dla uproszczenia dalszego wywodu obiek-
tyw mikroskopu bedzie rozpatrywany jako sklada-
igcy sie z dwoch czeSci a mianowicie obiektywu
czotowego z plaszczyzng ogniskowg w plaszezyZnie
ogniskowe]j rogéwki, tak ze promienie po odbiciu
od rogéwki i przej$ciu przez niego tworzyé beda
wigzki rownolegle i obiektywu lunety 12, ktéry
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wraz z okularem 13 tworzy lunete typu Kepplera.
Odleglosé obrazéw znakéw ubtworzonych: w. plasz-
czyznie ogniskowej okularu 13 ckrefla nas'tqpujaca
zaleznos$é: .
d_ — fob cz
d]_ fobl

w ‘ktérej d,; oznacza odleglo§é obrazéw znakéw,
utworzonych przez uklad rogéwka 9, obiektyw
czolowy 11, obiektyw lunety 12 na plytce ognis-
kowej 10 okularu, £, .,0gniskowa obiektywu
c.zolowe@o,' f,,1 — ogniskowa obiektywu lunety.
Podstawiajgc do réwmania II réwnanie I_‘i prze-
ksztalcajgc otrzymuje sie
d, — fobl
f
7 réwnania -(III) wynika, ze przy stalych fgy,
£, oz @ Odleglodé obrazéw znakéw ma plytce ogni-
skowej ofularu jest proporcjonalna do r. Na plytce
ogniskowej 10 jest wykomany znak o stalej wiel-
koéci. Stosujac jako obiektyw 12 lunety uklad
o0 zmiennej ogniskowej, mozina tak nastawié¢ jego
ogniskowa, by dla kazdego r istniala wartos¢ £, 1,
speliajaca nastepujaca réwmnoseé:

aIn

LR, an

ob cz

fop1 - T = const

Pomiar promienia krzywizny mierzonej sprowa-
dza sie wiec do takiego nastawienia obiektywu lu-
nety, by znaki widziane w okularze pokryly sie
z naniesionymi znakami na plytce ogniskowej.
Znajac nastawiong ogniskows obiektywu 12 lunety
mozna odczytaé wartosé promienia krzywizny mie-
TzZOonej.

Aby umozliwi¢ pomiar astygmatyzmu soczewki
oftalmometr wedlug wynalazku ma kolimatory
zamocowane obrotowo wok6l c¢31 mikroskcpa
W znany w zasadzie sposéb.

Dla odczytu w okularze réznicy mocy optycznej
powierzchni mierzonej w poszczegélnych plaszezy-
znach mozna stosowaé rozmaite systemy,- dwa
z nich objasniono za pomocg fig. 2-5.

Jak to pokazano na fig. 2 na plytce ogniskowej
10 okularu 13 s naniesione wspoétsrodkowo koliste
linie 14, odleglosé dwoch sasiadujgcych linii odpo-
wiada na przyklad réznicy mocy optyczme; odpo-
wiadajgcej 1 dioptrii.

Fomiar rogéwki astygmatycznej przebiegaé be-
dzie nastepujgco. Oba obrazy znakéw 6 nalezy do-
prowadzié do réwmnoczesnego pokrycia z kolem
0 najwiekszej §rednicy w polozeniu kgtowym ko-
limatoréw wzgledem poziomu, w ktérym odlegho$é
ich przy niezmiennym ustawieniu obiektywu mi-
kroskopu jest najwicksza. Polozenie to okre§la
przekr6j gléwny o mniejszej mocy. Nastepnie
obracajac przyrzgdem o kat 90° i mie zmieniajac
nastawienia obiektywu mikroskopu, nalezy stwier-
dzié, z ktérym kotem liczgc od strony zewmetrznej
pokryja sie obrazy znakéw. Ilo§é minietych kot
okresli wzrost mocy w drugim przekroju gtéwnym.
Polozenia kgtowe kolimatoréw wzgledem poziomu
mozna kazdorazowo odczytaé na podzialce kato-
wej.

Przy takim rozwigzaniu konstrukcyjnym trudno
jest dokladnie ustali¢ polozenie przekrojéw gléw-
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nych mierzonej powierzchni. Aby ulatwié dokiadne

wyznaczenie polozenia przekrojow gléwnych za-
stosowano wedlug wymalazku rozwigzanie przed-
stawione na fig. 4 i 5. W rozwigzaniu tym do
okre$lenia plaszczyzn gléwnych wykorzystuje sie
znane zjawisko, ze przy torycznych powierzchniach
optycznych prostopadia do osi przyrzagdu of§ przed-
miotu i obraz tej osi znajdujg sie tylko wtenczas
w jednej plaszczyZnie, jezeli plaszczyzna ta pokry-
wa siq z plaszczyzng przeknojéw gléwmnych po-
wierzchni forycznej.

W oftalmometrze zastosowano plytke ogniskowsa
10 okularu zamocowang tak by wykonywala ruch
obrotowy razem z kolimatorami, przy czym na
plytke ogniskows 10 naniesiono linie prosta 16, le-
zgcg w plaszezyZnie osi kolimatoréw.

Jezeli kolimatory i prosta 16 nie leza w plasz-
czyfnie gléwnej powierzchni mierzonej, to obrazy
ramienia 8 znakéw widziane w okularze nie po-
krywajq sie z priosta 16. Jezeli natomiast kiolima-
tory i prosta 16 lezg w jednej z plaszczyzn glow-
nych powierzchni mierzonej, to obrazy ramion 8
znakow pokrywajg sie z prosta 16. Do odczytywa-
nia astygmatyzmu mozma w tym przypadku zasto-
sowaé uwidocznione na fig. 4 znaki Javalla 7.

By moéc zawsze sprawdzié centryczne ustawienie
przyrzadu z rogéwka moimna wprowadzié pare
schodkéw. Jednakowe ustawienia w stosunku do
siebie kazdej pary (obraz znaku i schodek) pozwa-
la na stalg kontrole centryczno$ci. Oczywiécie przy
wprowadzeniu ruchomej piytki ogniskowej po-
dziatka katowa musi byé przeniesiona na zewnatrz
przyrzadu lub po specjalnym wbudowaniu na dru-
g3 nieruchomg plytke ogmiskows. Obraz widziany
w okularze przy zastosowaniu znakéw schodko-
wych i dwéch plytek ogniskowych pokazuje fig. 3.

Oftalmometr wedlug wynalazku charakteryzuje
sie prostota budowy i wykazuje zalety, ktére do-
tychczas uwazano za nawzajem wykluczajace,
a mianowicie: znaki sg rzutowane z kolimatoréw,
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co daje wigkszg dokladno§é pomiaru i ulatwia ma-
nipulacje zwigzane z centrowaniem przyrzgdu
z powierzchnia mierzong, uklad pozbawiony jest
skomplikowanego ukladu zdwajajacego, a przez
wprowadzenie obiektywu o zmiennej ogniskowej
mozna stosowaé znaki schodkowe unikajgc bledu
z nimi dotychczas zwigzamego, odczyt astygmatyz-
mu i polozenia plaszczyzn gléwmych odbywa sie
bezposrednio w okularze przyrzadu, przez caly czas
pomiaru mozna kontrolowaé centrowanie ukladu —
przyrzad powierzchnia mierzona.

Zastrzezemia patentowe

1. Oftalmometr zaopatrzony w dwa znaki §wietlne
wyznaczajgce wielko§é przedmiotu, umieszczone
zwlaszcza obrotowo wokét osi optycznej jego
obiektywu i okularu, zna.mleq'ny tym, ze jest
wyposazony w uklad (12) o zmiennej ogmisko-
wej, rzubujacy obraz przedmiotu, utworzony
przez powierzchnie mierzong na dowolng przez-
roczysta lub nieprzezroczysty albo prze§wieca-
jacg powierzchnie pomiarowg (10) z odcinkiem
pamiarowym, podzialtkg albo polem pomiaro-
wym. .

2. Oftalmometr wedlug zastrz. 1, znamienny” tym,
7e na plytce (10) s3 naniesione wspo6lérodkowe
linie koliste, kt6rych réznica promieni odpowia-
da jednej dioptrii oraz podziatka katowa.

3. Oftalmometr wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze piytka (10) jest zamocowana wraz z kolima-
torami ohrotowo wok6! osi mikroskopu i jest
na ni€j naniesiona linia (16), lezgca w plasz-
czyZnie osi kolimatoréw, stuzgcg do wyznacza-
nia plaszczyzn gléwnych mierzonej powierzchni
torycznej. :

4. Ofatalmometr wedtug zastrz. 3, znamienny tym,
Ze na linii (16) naniesione sg-dwie podzialki do
okreslania rémic mocy optycznej przekrojéw
gtéwnych, zwlaszeza schodki Javalla.
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fig. 4

Z. G. .,,Ruch” W-wa, zam. 729-65 naklad 240 egz.
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